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prealigner which preferably comprises a movable tongue having a rotational

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Endeffector mit
integriertem Prealigner, welcher vorzugsweise eine verschiebbare Zunge
mit einem Drehteller umfasst.
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ENDEFFECTOR EINES WAFERHANDLINGSYSTEMS SOWIE
WAFERHANDLINGSYSTEM

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft den Endeffector eines
Waferhandlingsystems. Insbesondere betrifft die Erfindung
ein Waferhandlingsystem, welches einen Endeffector umfasst,
mittels dessen ein Wafer von einer FOUP auf eine
Bearbeitungsstation oder zwischen verschiedenen
Bearbeitungsstationen transportiert werden kann. Die
Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zum Transport
eines Wafers unter Verwendung eines erfindungsgemalen

Endeffectors.

Hintergrund der Erfindung

In Anlagen der Halbleiterindustrie, also insbesondere in
Lithographie und Metrology-Anlagen oder Anlagen zur
Prozessierung von Wafern ist oft ein sogenanntes
Prealignment, also ein Ausrichten, des in die Anlage
transportierten Wafers erforderlich. Der Wafer verfigt in
der Regel hierzu Uber mindestens eine Markierung und kann
so Uber eine optisch gesteuerte Handlingeinrichtung
ausgerichtet werden, und zwar sowohl rotatorisch als auch
in seiner horizontalen Position. Weiter ist in manchen
Fallen auch ein vertikales Ausrichten des Wafers

erforderlich.
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Aus der Praxis bekannte Anlagen sind daher mit einem
sogenannten Prealigner versehen, welcher als separate
Prozessstation angesehen werden kann, in welcher der Wafer

vor weiteren Prozessschritten ausgerichtet wird.

Nachteilig sind der hierfiir bendtigte Bauraum sowie die mit

dem Prealignment des Wafers verbundene langere Prozesszeit.

Aufgabe der Erfindung

Der Erfindung liegt demgegenlber die Aufgabe zugrunde, die
genannten Nachteile des Standes der Technik zumindest zu

reduzieren.

Zusammenfassung der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung wird bereits durch einen
Endeffector nach Anspruch 1 sowie durch ein einen
Endeffector umfassendes Waferhandlingsystem nach Anspruch 6
und durch ein Verfahren zum Transport eines Wafers unter

Verwendung eines Endeffectors nach Anspruch 9 geldst.

Bevorzugte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen der
Erfindung sind dem Gegenstand der Unteranspriche zu

entnehmen.

Die Erfindung betrifft den Endeffector eines

Waferhandlingsystems.
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Unter einem Endeffector wird das letzte Element einer
kinematischen Kette zum Transport und zur Verarbeitung des
Wafers verstanden, welches fiir das Greifen und Halten des
Wafers wahrend des Wafer-Transportes zustandig ist. Der
Endeffector ist dabei in der Regel dafir zustandig, den
Wafer aus einer Ablagebox zu entnehmen und auf die erste
Bearbeitungsstation aufzusetzen, oder umgekehrt, oder um
den Wafer von einer Arbeitsstation aufzunehmen und auf

einer anderen Arbeitsstation aufzusetzen.

Die zu bearbeitenden Wafer liegen hierfiir in der Regel in
einer als FOUP ausgebildeten Ablagebox, also einem Front

Opening Unified Pod, bereit. Es handelt sich dabei um einen
nach vorne offenen Einheitsbehdlter, in welchem die Wafer

in einer Mehrzahl von Einschiiben angeordnet sind.

Der Endeffector umfasst einen Waferhalter zur Aufnahme des
Wafers. Dieser Waferhalter ist in der Regel an einem
bewegbaren Tradger angeordnet und wird mittels des Tragers
unter den Wafer gefiihrt, um den Wafer greifen zu kdnnen.
Der Waferhalter umfasst hierfiir in der Regel einen oder
zwel Finger, die unter den Wafer greifen, es werden jedoch
auch andere Formen angewendet, mit denen der Waferhalter
der Wafer greift. Die oft verwendeten Waferhalter fixieren
den Wafer mittels Luft-Unterdruck. Es gibt aber auch
Waferhalter, welche elektrostatisch oder mechanisch

arbeiten, beispielsweise mit Kantengreifung arbeiten.

Gemalh der Erfindung umfasst der Waferhalter einen

integrierten Prealigner.
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Unter einem Prealigner gemdR der Erfindung wird
insbesondere eine Einrichtung verstanden, mittels welcher
der Wafer gegeniiber den Fingern des Waferhalter oder
gegeniber einem Trager des Endeffectors relativ bewegbar
ist. Die Position des Wafers auf dem Waferhalter kann so
vom Endeffector selbst veradndert werden, um den Wafer im

Zuge der Entnahme aus der FOUP ausrichten zu kdnnen.

Das Ausrichten kann dabei zumindest teilweise wahrend des
Transportes des Wafers von der FOUP auf die erste

Bearbeitungsstation erfolgen.

Durch den Endeffector mit integriertem Prealignment kann so
auf einen weiteren Prealigner in der Anlage selbst
verzichtet werden. Weiter kann ggf. auch die Prozesszeit
verkirzt werden, insbesondere dann, wenn das Prealignment
zumindest teilweise wadhrend des Transportes des Wafers auf

die Bearbeitungsstation erfolgt.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung umfasst
der Prealigner eine Zunge, die zwischen den Fingern des

Wafers verfahrbar ist.

So kann der Prealigner zwischen den Fingern des

Waferhalters von unten an den Wafer gelangen.

Beim Ablegen des Wafers auf eine Auflagestation
(beispielsweise eines Wafer-Chucks), welche als erste
Bearbeitungsstation ausgebildet sein kann, kann die Zunge
zumindest teilweise zwischen den Fingern des Waferhalters
nach hinten herausgefahren werden, so dass in der

Auflagestation Ausnehmungen nur fir die Finger des
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Waferhalters vorgesehen sein missen. Da vorher die Zunge
als Unterstitzung fir den Wafer wirken kann, ist es

denkbar, die Finger des Waferhalters und damit auch die
notwendigen Ausnehmungen auf der Anlagestation schmaler

auszugestalten.

Die Zunge ist bei einer Ausfihrungsform der Erfindung auch
vertikal verfahrbar, um den Wafer oder ein weiteres
Prealigner-Element, welches mit der Zunge verbunden ist,

anheben zu konnen.

Weiter ist auch denkbar, die Zunge zum Ausrichten

rotatorisch bewegen zu kdnnen.

Denkbar ist aber auch eine Ausfihrungsform der Erfindung,
bei welcher die Zunge nicht nur in einer horizontalen
Richtung verfahrbar ausgebildet ist, sondern bei welcher
diese nur ein weiteres Element des Prealigners, wie

insbesondere einen Drehteller, tragt.

Vorzugswelse umfasst der Prealigner einen Drehteller, iber
welchen der Wafer rotatorisch ausgerichtet werden kann.
Vorzugswelse 1st der Drehteller anhebbar, um den Wafer von
den Fingern des Waferhalters abheben und drehen zu kdnnen.
Eine Anhebbarkeit des Drehtellers kann sowohl Uber den
Drehteller selbst bereitgestellt werden, also Uber ein
Stellelement, was in den Drehteller integriert ist, als
auch mittels einer vertikal bewegbaren Zunge, auf welcher

der Drehteller angeordnet ist.

Der Prealigner besteht mithin bei einer bevorzugten

Ausfihrungsform der Erfindung aus Zunge und Drehteller.



10

15

20

25

30

WO 2016/180565 PCT/EP2016/056366

Es versteht sich, dass der Drehteller eine beliebige Form
haben kann, die es erlaubt, den angehobenen Wafer zu
drehen. Der Drehteller muss mithin nicht kreisfdrmig

ausgebildet sein.

Die Erfindung betrifft des Weiteren ein
Waferhandlingsystem, welches den zuvor beschriebenen
Endeffector mit integriertem Prealigner sowie eine Kamera
zur Vermessung des vom Endeffector aufgenommenen Wafers

umfasst.

Die Kamera kann dabei beispielsweise als Zeilen- oder als

Fladchenkamera ausgebildet sein.

Bei einer Ausfihrungsform der Erfindung erfolgt die
Vermessung des Wafers mittels einer Zeilenkamera wahrend
der Entnahme aus der FOUP. Eine exakte Vermessung des
Wafers kann so auf sehr einfache Weise realisiert werden
und erfolgt zudem, wadhrend dieser ohnehin vom Endeffector
transportiert wird. Es sind natlrlich auch andere
Positionen fir die Zeilenkamera zur Vermessung des Wafers

moéglich.

Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren, bei dem
vorstehend beschriebener Endeffector verwendet wird und bei
welchem der Wafer mittels des Endeffectors auf eine
Ablagestation, welche insbesondere als erste

Bearbeitungsstation ausgebildet ist, transportiert wird.
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Dabei wird der Wafer vorzugsweise zumindest rotatorisch
ausgerichtet, insbesondere mittels eines Drehtellers, der

Teil des eingangs beschriebenen Prealigners ist.

Der Wafer kann des Weiteren aber auch teilweise mit dem
Endeffector selbst ausgerichtet werden. Insbesondere ist
vorgesehen, dass Prealigner und Endeffector beim Ausrichten

des Wafers zusammenwirken.

Der Endeffector umfasst in der Regel einen Waferhalter-
Trager. Der Trager kann entlang einer vertikalen Achse
rotierbar sein, wodurch der Endeffector den Wafer durch

eine Drehung transportieren kann.

Weiter kann der Endeffektor auch linear in einer
horizontalen Richtung verfahrbar sein, etwa um den
Waferhalter in die FOUP oder in die erste Auflagestation
einzufahren. Diese Linearbewegung kann auch mittels einem
an dem Trager linear verfahrbaren Waferhalter erreicht

werden.

Mithin kann in der horizontalen Ebene iUber die
Linearbewegung oder andere Bewegung des Endeffectors der
Wafer ausgerichtet werden. Des Weiteren ist im Rahmen der
Drehbewegung durch eine Veranderung des Winkels eine
Ausrichtung auch senkrecht zu dieser linearen Richtung

moglich.

Weiter kann der Endeffector Teil einer
Automatisierungseinrichtung, beispielsweise Teil eines
Roboters, sein. Uber diese kann der gesamte Endeffector

linear oder rotatorisch bewegt werden.
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Der Prealigner braucht den Wafer daher, wie es bei einer
Ausfihrungsform der Erfindung vorgesehen ist, nur
rotatorisch auszurichten, wahrend das weitere Ausrichten

iber die Bewegung des Endeffectors selbst erfolgt.

Denkbar ist aber auch insbesondere, die vertikal
verfahrbare Zunge dazu zu verwenden, um den Wafer in einer
linearen Richtung auf den Fingern des Waferhalters

auszurichten.

Weiter ist es mdglich, wdhrend des Transportierens und/oder
Vermessens des Wafers den Prealigner zu verwenden, um den
Wafer vertikal auszurichten. Insbesondere kann mittels des
Prealigners die Durchbiegung des Wafers reduziert werden,
was auch fir Anwendungen, in denen die Schidrfentiefe eine
Rolle spielt, interessant ist, da die diesbeziiglichen

Sensoren oft eine nur geringe Tiefenschédrfe aufweisen.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Der Gegenstand der Erfindung scll im Folgenden Bezug
nehmend auf schematisch dargestellte Ausfiihrungsbeispiele
anhand der Zeichnungen Fig. la bis Fig. 2h n&her erliutert

werden.

Fig. la bis Fig. 1lc zeigen einen Endeffector mit

integriertem Prealigner in verschiedenen Positionen.
Fig. 2a bis Fig. 2h zeigen ein Waferhandlingsystem, welches
einen Endeffector, eine Kamera, eine FOUP und eine
Ablagestation umfasst, in verschiedenen Prozessschritten.
Fig. 3a und Fig. 3b zeigen eine Ausfiihrungsform eines

Endeffectors mit verschwenkbarer Zunge.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

Fig. la bis Fig. 1lc zeigen eine schematische,
perspektivische Ansicht des Endeffectors 1 mit einem

integrierten Prealigner.

Der Endeffector 1 umfasst, wie insbesondere in Fig. la gut
zU erkennen ist, einen Trager 3, welcher einen Waferhalter

2 zum Aufnehmen eines Wafers umfasst.

Der Waferhalter 2 umfasst zweil am Tradger angeordnete Finger

4, welche dem Aufnehmen und Halten des Wafers dienen.
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Dies kann beispielsweise iiber in den Fingern integrierte

Kandle mit einer Ansaugvorrichtung erfolgen.

Der Tradger 3 1ist bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung
sowohl in einer linearen horizontalen Richtung als auch

rotatorisch um eine vertikale Achse bewegbar. Vorzugsweise
ist der Trager auch linear in vertikaler Richtung bewegbar,

etwa um die verschiedenen Einschiibe der FOUP anzufahren.

Gemalh der Erfindung umfasst der Endeffector 1 einen
integrierten Prealigner, welcher in diesem
Ausfihrungsbeispiel eine zwischen den Fingern 4 des
Waferhalters angeordnete Zunge 5 sowie einen vorn an der

Zunge 5 angeordneten Drehteller 6 umfasst.

Wie nunmehr in Fig. 1lb dargestellt, kann die Zunge 5 und
damit auch der Drehteller 6 vertikal nach oben verfahren
werden. Ein auf dem Drehteller 6 angeordneter Wafer wilrde
nunmehr angehoben und kdnnte sodann mittels des
Drehtellers, wie dies in Fig. 1lc dargestellt ist, relativ

zu den Fingern des Waferhalters bewegt werden.

Nach Abschluss der so erfolgten rotatorischen Ausrichtung
des Wafers wird, wie in Fig. 1d dargestellt, die Zunge 5
wieder vertikal nach unten bewegt, wodurch ein auf dem
Drehteller 6 liegender Wafer wieder auf den Fingern 4 des

Waferhalters abgelegt wird.

Es versteht sich, dass diese Vertikalbewegung bei anderen
Ausfihrungsformen der Erfindung auch iUber einen Drehteller

realisiert werden kann, welcher selbst vertikal verfahrbar
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ist. Denkbar ist aber auch, die Zunge eine Schwenkbewegung

ausfihren zu lassen, um den Drehteller vertikal anzuheben.

Weiter ist auch denkbar, dass die Zunge auch in der
horizontalen Ebene verschwenkt werden kann, um den Wafer
gegeniber den Fingern des Waferhalters lateral

auszurichten.

Weiter ist die Zunge vorzugsweise linear in den Trager

einfahrbar. Dies ist in Fig. le dargestellt.

Die einfahrbare Zunge dient dazu, auf der Ablagestation die
GroBe der Ausnehmungen fir den Endeffector zu verringern
und die Auflagefl@che des Wafers zu vergrdlern und damit
seine Durchbiegung zu reduzieren. Insbesondere bei
Anwendungen, 1in denen die Scharfentiefe eines
dariberliegenden Messsystems keine Rolle spielt, braucht

die Zunge aber nicht einfahrbar ausgestaltet zu sein.

Fig. le zeigt, dass die Zunge 5 linear nach hinten in den
Trager 3 eingefahren werden kann und damit auch den
Drehteller zwischen den Fingern 4 des Waferhalters
zurickzieht. Die Zunge wird dazu vertikal auf eine Position
unterhalb der Finger 4 gefahren, so dass der Drehteller 6

keine Berilhrung mit der Unterseite des Wafers hat.

Ein aufliegender Wafer sitzt nunmehr nur noch auf den
Fingern 4 des Waferhalters. Dies ist insbesondere
vorgesehen, um den Wafer mittels des Waferhalters in eine
Bearbeitungsstation einzufahren, in welcher Ausnehmungen
zur Aufnahme der Finger 4 des Waferhalters vorhanden sein

miissen.
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Denkbar ist aber auch, dass die Linearbewegung der Zunge 5
genutzt wird, um den Wafer im Rahmen eines Prealignments

gegeniber den Fingern 4 des Waferhalters auszurichten.

Fig. 2a bis Fig. 2h zeigen eine schematische Ansicht eines
Waferhandlingsystems, welches, wie insbesondere in Fig. 2a
dargestellt, den zuvor beschriebenen Endeffektor 1 sowie
eine FOUP umfasst, aus welcher Wafer vom Endeffector 1

entnommen und auf eine Auflagestation 8 verbracht werden.

Hierzu ist der Trager 3 des Endeffectors entlang einer

vertikalen Achse drehbar.

Weiter ist der Trdger auch linear in vertikaler Richtung
sowie linear in horizontaler Richtung, und zwar in Richtung

der Finger des Prealigners bewegbar.

Die Auflagenstation 8, in welcher beispielsweise ein erster
Bearbeitungsschritt erfolgt, umfasst als Nuten
ausgestaltete Ausnehmungen 9, welche die Finger des

Waferhalters beim Ablegen aufnehmen.

Weiter umfasst das Handlingsystem eine Kamera 10, mit
welcher ein auf dem Waferhalter aufliegender Wafer

vermessen werden kann.

Wie in Fig. 2b dargestellt, wird ein Wafer 11 durch eine

Bewegung des Tragers aus der FOUP 7 herausgefahren.

Hierzu fahrt der Trager 3 die Finger des Waferhalters unter

einen in einem Einschub der FOUP 7 angeordneten Wafer.
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Die Finger des Waferhalters werden sodann mittels des
Tragers 3 angehoben und der Wafer wird durch eine
Linearbewegung des Tradgers 3 aus der FOUP herausgefahren

und kommt in der hier dargestellten Position an.

Sodann wird, wie in Fig. 2c dargestellt, der Wafer mittels
der Kamera 10 vermessen. Es handelt sich in diesem
Ausfihrungsbeispiel bei der Kamera 10 um eine
Fladchenkamera. Der im Bild dargestellte Kegel unter der
Kamera 10 stellt das Bildfeld der Kamera dar. Es versteht
sich, dass eine hier nicht gargestellte Beleuchtung
eingesetzt werden kann, um das fir die Bildaufnahme

bendtigte Licht bereitzustellen.

Denkbar ist aber auch, eine Zeilenkamera zu verwenden,
mittels welcher der Wafer wahrend seines Herausfahrens aus
der FOUP 7 oder wahrend einer anderen Relativbewegung des

Wafers zur Zeilenkamera vermessen wird.

Sodann wird der Wafer 11, wie in Fig. 2d und Fig. 2e
dargestellt, durch eine Drehbewegung des Trdgers 3 um,
beispielsweise um etwa 180°, in Richtung der Auflagestation
8 ausgerichtet. Der Winkel ha&ngt von der konkreten
Konfiguration des Handlingsystems ab und kann auch einen

anderen Wert haben.

Wahrend dieses Bewegens kann gleichzeitig, wie unter
Bezugnahme auf Fig. la bis Fig. 1d beschrieben wurde, der
Wafer 11 auf dem Waferhalter mittels des Prealigners

ausgerichtet werden.
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Es ist aber auch denkbar, dass das Prealignment in einem
gesonderten Prozessschritt erfolgt, etwa nach der
Vermessung mittels der Kamera (dargestellt in Fig. 2c) oder
erst nachdem der Wafer 11 (wie in Fig. 2e dargestellt) in

Richtung der Aufnahmestation 8 zeigt.

Fig. 2f zeigt, wie der Wafer 11 nunmehr iUber eine
Linearbewegung des Tradgers 3 auf die Auflagestation 8

gesetzt wird.

Dabei wird die Zunge 5 in diesem Ausfihrungsbeispiel nach
hinten gefahren, so dass der Bereich zwischen den Fingern
des Waferhalters freigegeben ist und filir die Auflagestation
8 die Zunge 5 keine oder nur eine kleinere Ausnehmung

aufweisen muss.

Im Rahmen des Prealignments des Wafers ist es nunmehr
denkbar, iUber die Linearbewegung des Tragers 3 zur
Aufnahmestation 8 den Wafer 11 in dieser horizontalen

Richtung auszurichten.

Weiter kann ilUber die in Fig. 2d und 2e dargestellte
Drehbewegung des Endeffectors die Position des Wafers auch
senkrecht zu dieser Linearbewegung ausgerichtet werden. Der
Prealigner widre in diesem Falle nur flr das rotatorische

Ausrichten des Wafers 11 notwendig.

Fig. 2g zeigt, wie der Endeffector 1 durch Runterfahren des
Tragers 3 sowie eine Linearbewegung aus der Auflagestation

8 herausgefahren wurde.
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Der Endeffektor 1 wird nunmehr wieder, wie in Fig. 2h
dargestellt, gedreht, so dass die Finger des Waferhalters
in Richtung der FOUP zeigen. Der Endeffector 1 ist nunmehr

bereit, einen weiteren Wafer aus der FOUP 7 herauszufahren.

Anstelle der linear herausfahrbaren Zunge kann auch eine
drehbare Zunge verwendet werden: Vor Ablage des Wafers auf
der Ablagestation wird die Zunge zwischen den Fingern
abgesenkt und dann der Finger seitlich weggedreht. Der
Vorteil liegt in einer einfacheren technischen Ausfihrung,

der Nachteil in einem erhdohten seitlichen Platzbedarf.

Eine derartige Ausfihrungsform ist in Fig. 3a und Fig. 3b

dargestellt.

Wie in Fig. 3a dargestellt, kann die Zunge 5 zwischen den

Fingern 4 des Endeffectors 1 herunter gefahren werden.

Sodann wird, wie in Fig. 3b dargestellt, die Zunge 5 am
Trager 3 zur Seite geschwenkt. Auch bei dieser

Ausfihrungsform umfasst die Zunge 5 einen Drehteller 6.

Weiterhin kann gemdl einer nicht in den Zeichnungen
dargestellten Ausfihrungsform der Erfindung auf die Finger
des Waferhalters verzichtet werden: Der Wafer wird nur
durch die Zunge aufgenommen, auf der Zunge gedreht und auf
eine Ablagestation abgelegt. Dabei braucht die Zunge keine
vertikale Bewegung im Endeffector auszufihren, da keine

Relativbewegung zwischen Zunge und Fingern notwendig ist.

Durch eine Integration des Prealignments im Endeffector

kann der Aufbau von Anlagen der Halbleiterindustrie, also
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insbesondere in Lithographie und Metrology-Anlagen oder
Anlagen zur Prozessierung von Wafern vereinfacht werden.

Weiter koOnnen Prozesszeiten verkiirzt werden.
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Anspriche:

Endeffector (1) eines Waferhandlingsystems, umfassend
einen Waferhalter (2) zur Aufnahme eines Wafers (11),
dadurch gekennzeichnet, dass der Waferhalter (2)

einen integrierten Prealigner umfasst.

Endeffector nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Prealigner eine Zunge (5) umfasst, die
insbesondere zwischen Fingern des Waferhalters

angeordnet ist.

Endeffector nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zunge (5) verfahrbar, insbesondere linear

verfahrbar, oder verschwenkbar ist.

Endeffector nach einem der vorstehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Wafer mittels des
Prealigners drehbar ist, insbesondere mittels eines

Drehtellers (6).

Endeffector nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Prealigner eine vertikal verfahrbare
Waferauflageflache umfasst, insbesondere ausgebildet

als vertikal verfahrbarer Drehteller (6).

Waferhandlingsystem, umfassend einen Endeffector (1)
nach einem der vorstehenden Anspriiche sowie eine
Kamera (10) zur Vermessung eines aufgenommenen Wafers

(11).
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Waferhandlingsystem nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kamera (10) als Flachen-

oder Zeilenkamera ausgebildet ist.

Waferhandlingsystem nach einem der vorstehenden
Anspriche, weiter umfassend eine FOUP (7) und eine
Ablagestation (8), wobei ein Wafer (11) mittels des
Endeffectors (1) aus der FOUP (7) auf die

Ablagestation (8) transportierbar ist.

Verfahren zum Transport eines Wafers unter Verwendung
eines Endeffectors nach einem der vorstehenden
Anspriche, wobeil der Wafer (11) mittels des
Endeffectors (1) auf eine Ablagestation (8)

transportiert wird.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wafer (11) rotatorisch ausgerichtet wird,
insbesondere mittels eines Drehtellers (6) des

Prealigners.

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dadurch gekennzeichnet, dass
der Wafer (11) in einer horizontalen Ebene

ausgerichtet wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wafer (11) mittels des Prealigners und/oder
mittels einer Bewegung des Endeffectors (1) in einer

horizontalen Ebene ausgerichtet wird.
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Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wafer (11) mittels

eines Prealigners vertikal ausgerichtet wird.

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wafer (11) bei der
Entnahme aus einer FOUP (7) vermessen wird,

insbesondere mittels einer Zeilenkamera.

Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wafer (11) wahrend
des Transports von einer FOUP (11) zu einer
Ablagestation (8) und/oder beim Ablegen auf einer
Ablagestation (8) und/oder wdhrend des Transports
zwischen zwei Ablagestationen und/oder wdhrend des
Transports von einer Ablagestation zu einer FOUP

mittels des Prealigners ausgerichtet wird.
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